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(57)【要約】
【課題】被検眼の眼底を撮像する眼科装置において眼底
中心部から眼底周辺部の広範囲に亘る解像力を精度良く
測定できる模型眼を提供する。
【解決手段】眼科装置の光学ヘッド部１１の光学系にお
ける光軸Ｋ上に同軸に配置される第１の光学部品４１０
と、模型眼４００が眼科装置に取り付けられた際に第１
の光学部品４１０における眼科装置の側とは反対側に配
置され、第１の光学部品４１０の光軸Ｋに対して直交す
る基準面４２０ａを有し、基準面４２０ａには、当該基
準面に沿った方向の眼科装置の解像力を測定するための
解像力チャートであって当該基準面における第１の光学
部品４１０の光軸Ｋの位置からの距離が異なる複数の解
像力チャート４２１が設けられている第２の光学部品４
２０と、第２の光学部品４２０を第１の光学部品４１０
の光軸Ｋに沿って移動させる可動機構４４０を備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼の眼底を撮像する眼科装置に取り付け可能に構成され、前記眼科装置の光学系の
評価に用いられる模型眼であって、
　前記眼科装置の光学系における光軸上に同軸に配置される第１の光学部品と、
　当該模型眼が前記眼科装置に取り付けられた際に前記第１の光学部品における前記眼科
装置の側とは反対側に配置され、前記第１の光学部品の光軸に対して直交する基準面を有
し、前記基準面には、当該基準面に沿った方向の前記眼科装置の解像力を測定するための
チャートであって当該基準面における前記第１の光学部品の光軸の位置からの距離が異な
る複数のチャートが設けられている第２の光学部品と、
　前記第２の光学部品を前記第１の光学部品の光軸に沿って移動させる可動機構と、
　を有することを特徴とする模型眼。
【請求項２】
　前記基準面に接触して設けられ、前記基準面に対して直交方向の前記眼科装置の解像力
を測定するための第３の光学部品を更に有し、
　前記可動機構は、前記第２の光学部品および前記第３の光学部品を前記第１の光学部品
の光軸に沿って移動させることを特徴とする請求項１に記載の模型眼。
【請求項３】
　前記第３の光学部品は、散乱強度または屈折率の異なる複数の層が前記基準面に対して
前記直交方向に形成された積層体であることを特徴とする請求項２に記載の模型眼。
【請求項４】
　前記複数の層の厚みは、２ｕｍから１０ｕｍであることを特徴とする請求項３に記載の
模型眼。
【請求項５】
　前記複数の層の総数は、２層以上であることを特徴とする請求項３または４に記載の模
型眼。
【請求項６】
　前記第２の光学部品は、所定の屈折率を有する光学ガラスまたは光学プラスティックか
らなる、少なくとも２つの平行な平面を有する光学部品であって、当該平面が前記基準面
であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の模型眼。
【請求項７】
　被検眼の眼底を撮像する眼科装置に取り付け可能に構成され、前記眼科装置の光学系の
評価に用いられる模型眼であって、
　前記眼科装置の光学系における光軸上に同軸に配置される第１の光学部品と、
　当該模型眼が前記眼科装置に取り付けられた際に前記第１の光学部品における前記眼科
装置の側とは反対側に配置され、前記第１の光学部品の光軸に対して直交する基準面であ
って前記第１の光学部品の光軸に沿った方向において前記第１の光学部品からの距離が異
なる複数の基準面を有する第２の光学部品と、
　を有し、
　前記複数の基準面には、当該基準面に沿った方向の前記眼科装置の解像力を測定するた
めのチャートであって当該基準面における前記第１の光学部品の光軸の位置からの距離が
異なる複数のチャートが設けられており、
　前記複数の基準面のうち、前記第１の光学部品の光軸に沿った方向において前記第１の
光学部品からの距離が大きくなる基準面に従って、前記複数のチャートのうち、前記第１
の光学部品の光軸の位置からの距離が小さいチャートが設けられていることを特徴とする
模型眼。
【請求項８】
　第２の光学部品は、前記複数の基準面における各基準面を有する複数の光学部材を有し
て構成されており、
　前記複数の光学部材における各光学部材は、前記第１の光学部品の光軸に沿った方向に
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おいて前記第１の光学部品からの距離が大きくなる光学部材に従って、前記基準面に相当
する平面の大きさが小さくなっていることを特徴とする請求項７に記載の模型眼。
【請求項９】
　前記複数の光学部材における各光学部材は、互いに接着されていることを特徴とする請
求項８に記載の模型眼。
【請求項１０】
　前記第１の光学部品と前記複数の光学部材における１つの光学部材とは、接合されてい
ることを特徴とする請求項８または９に記載の模型眼。
【請求項１１】
　前記第１の光学部品の総合焦点距離は、１６ｍｍから１８ｍｍであることを特徴とする
請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の模型眼。
【請求項１２】
　前記複数のチャートのうち、前記第１の光学部品の光軸の位置の外に置かれるチャート
は、前記基準面と前記第１の光学部品の像面湾曲に沿った位置に配置されることを特徴と
する請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の模型眼。
【請求項１３】
　前記第１の光学部品は、曲率半径が６ｍｍから８ｍｍのレンズであることを特徴とする
請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の模型眼。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検眼を撮像する眼科装置に取り付け可能に構成され、眼科装置の光学系の
評価に用いられる模型眼に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、光学機器を用いた様々な眼科装置が実用化されている。例えば、被検眼を観察す
る眼科装置として、前眼部撮影機や眼底カメラ、共焦点レーザー走査検眼鏡（Ｓｃａｎｎ
ｉｎｇ　Ｌａｓｅｒ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ：ＳＬＯ）装置等の様々な装置が使
用されている。さらに、被検眼を撮像する眼科装置として、多波長光波干渉を利用した光
コヒーレンストモグラフィ（ＯｐｔｉｃａｌＣｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ
：ＯＣＴ）装置は、被検眼の測定対象の断層画像を高解像度で取得することができる装置
である。このため、ＯＣＴ装置は、眼科用の医療機器として網膜の専門外来では必要不可
欠な装置になりつつある。
【０００３】
　ＯＣＴ装置では、まず、測定光を測定対象に照射し、その測定対象からの後方散乱光（
測定光の戻り光）と測定光に対応する参照光とを、干渉系または干渉光学系を用いて合波
し、合波光を得る。そして、ＯＣＴ装置では、取得した合波光を高速フーリエ変換して測
定対象における深さ方向の情報を得ることで、高感度な測定を行うことができるようにな
っている。この際、測定光として用いる低コヒーレント光は、その波長幅を広くすること
により、高解像度の断層画像を得ることができる。また、ＯＣＴ装置では、測定光を測定
対象上においてスキャン（走査）することで複数の深さ方向の情報が得られ、これらを合
成して３次元の断層画像を得ることもできる。
【０００４】
　従来から、ＯＣＴ装置で得られる断層画像の画質を向上させるため、更なる高解像度化
を目指した努力が続けられている。高解像度化に伴い、断層画像の画質評価は、非常に重
要性のあるものとなっている。ＯＣＴ装置の画質評価の例として、ＯＣＴ装置から照射さ
れる測定光の光軸方向に直交する方向の分解能を示す横方向分解能と、ＯＣＴ装置から照
射される測定光の光軸方向の分解能を示す縦方向分解能とがある。そして、これらの分解
能の調べる解像力評価は、眼を模した模型眼によって行われている。さらに、高解像度化
に加えて、より広範囲の被検眼の眼底周辺部まで観察できる高画角化の要求も高くなって
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おり、高画角化に応じて模型眼の要求仕様も高度化してきている。
【０００５】
　上述した解像力評価を考慮した模型眼として、特許文献１には、眼を模した網膜相当面
に解像力チャートを配置し、横分解能の解像力評価を行える模型眼が記載されている。ま
た、特許文献２には、眼を模した網膜相当面に散乱強度の異なる複数の層を形成し、縦分
解能の解像力評価を行える模型眼が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１６５７５９号公報
【特許文献２】特開２０１１－２３５０８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　被検眼の眼底を撮像する眼科装置において特に眼底周辺部の解像力評価を行う場合、断
層画像の正確な解像力評価のため、より眼底に近い形状への考慮を要する。例えば、特許
文献１では、解像力チャートを眼底に近い形状の模型眼へ適用する場合、特に高解像度に
対応した解像力チャートを眼底中心部相当位置から眼底周辺部相当位置へ曲面上に生成す
る場合、かなり製作上の困難を伴う。また、特許文献２では、眼球に近い球面形状におい
て眼底中心部相当位置と眼底周辺部相当位置との間に、層厚さにムラが発生してしまう。
【０００８】
　即ち、従来の技術においては、被検眼の眼底を撮像する眼科装置において眼底中心部か
ら眼底周辺部の広範囲に亘る解像力を精度良く測定することは困難であった。
【０００９】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、被検眼の眼底を撮像する眼
科装置において眼底中心部から眼底周辺部の広範囲に亘る解像力を精度良く測定できる模
型眼を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の模型眼は、被検眼の眼底を撮像する眼科装置に取り付け可能に構成され、前記
眼科装置の光学系の評価に用いられる模型眼であって、前記眼科装置の光学系における光
軸上に同軸に配置される第１の光学部品と、当該模型眼が前記眼科装置に取り付けられた
際に前記第１の光学部品における前記眼科装置の側とは反対側に配置され、前記第１の光
学部品の光軸に対して直交する基準面を有し、前記基準面には、当該基準面に沿った方向
の前記眼科装置の解像力を測定するためのチャートであって当該基準面における前記第１
の光学部品の光軸の位置からの距離が異なる複数のチャートが設けられている第２の光学
部品と、前記第２の光学部品を前記第１の光学部品の光軸に沿って移動させる可動機構と
、を有する。
【００１１】
　本発明の模型眼における他の態様は、被検眼の眼底を撮像する眼科装置に取り付け可能
に構成され、前記眼科装置の光学系の評価に用いられる模型眼であって、前記眼科装置の
光学系における光軸上に同軸に配置される第１の光学部品と、当該模型眼が前記眼科装置
に取り付けられた際に前記第１の光学部品における前記眼科装置の側とは反対側に配置さ
れ、前記第１の光学部品の光軸に対して直交する基準面であって前記第１の光学部品の光
軸に沿った方向において前記第１の光学部品からの距離が異なる複数の基準面を有する第
２の光学部品と、を有し、前記複数の基準面には、当該基準面に沿った方向の前記眼科装
置の解像力を測定するためのチャートであって当該基準面における前記第１の光学部品の
光軸の位置からの距離が異なる複数のチャートが設けられており、前記複数の基準面のう
ち、前記第１の光学部品の光軸に沿った方向において前記第１の光学部品からの距離が大
きくなる基準面に従って、前記複数のチャートのうち、前記第１の光学部品の光軸の位置
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からの距離が小さいチャートが設けられている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、被検眼の眼底を撮像する眼科装置において眼底中心部から眼底周辺部
の広範囲に亘る解像力を精度良く測定できる模型眼を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る眼科装置の概略構成の一例を示す図である。
【図２】本発明の実施形態を示し、図１に示す被検眼の眼底に測定光を照射し、図１に示
すＸスキャナを制御して被検眼の眼底をＸ方向にスキャンを行っている様子を示す図であ
る。
【図３】本発明の実施形態を示し、図１に示す表示部に表示された前眼部観察画像、眼底
２次元画像及びＢスキャン画像である眼底断層画像の一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る模型眼の概略構成の一例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る模型眼において、図４（ａ）に示す第２の光学部
品及び第３の光学部品の位置関係と、当該位置関係の場合に得られるＥｎＦａｃｅ画像及
び断層画像の一例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態を示し、図５の領域に示すＥｎＦａｃｅ画像を合成した
合成ＥｎＦａｃｅ画像、及び、図５の領域に示す断層画像を合成した合成断層画像の一例
を示す図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る模型眼の概略構成の一例を示す図である。
【図８】本発明の第３の実施形態に係る模型眼の概略構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、図面を参照しながら、本発明を実施するための形態（実施形態）について説明
する。
【００１５】
（第１の実施形態）
　まず、本発明の第１の実施形態について説明する。
【００１６】
　＜眼科装置の概略構成＞
　図１は、本発明の実施形態に係る眼科装置１０の概略構成の一例を示す図である。具体
的に、図１では、眼科装置１０として、ＯＣＴ装置を適用した例を示している。また、図
１では、眼科装置１０を側面から見た図を示しており、さらに、被検眼Ｅの深さ方向をＺ
方向とし、このＺ方向に直交するＸ方向及びＹ方向を表すＸＹＺ座標系を図示している。
この眼科装置１０は、ＯＣＴ光走査部１２２を介して測定光が照射された被検眼Ｅからの
戻り光と、当該測定光に対応する参照光とを合波した光に基づいて、被検眼Ｅの断層画像
を取得する装置である。
【００１７】
　眼科装置１０は、被検眼Ｅを検査する装置であり、図１に示すように、光学ヘッド部１
１、画像生成部１２、制御部１３、入力部１４、及び、表示部１５を有して構成されてい
る。
【００１８】
　まず、光学ヘッド部１１の内部の構成について説明する。
　光学ヘッド部１１は、被検眼Ｅの前眼部Ｅａにおける前眼部観察画像、被検眼Ｅの眼底
Ｅｆにおける眼底２次元画像、及び、被検眼Ｅの眼底Ｅｆにおける眼底断層画像を撮像す
るための測定光学系を有して構成されている。この光学ヘッド部１１では、被検眼Ｅに対
向して対物レンズ１０１－１が配置されている。被検眼Ｅからの光路は、光路分岐部であ
る第１ダイクロイックミラー１０２及び第２ダイクロイックミラー１０３によって、ＯＣ
Ｔ光学系の測定光路ＯＰ１、眼底観察光学系の光路ＯＰ２、及び、前眼部観察光学系の光
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路ＯＰ３に、光の波長帯域ごとに分岐される。
【００１９】
　≪光路ＯＰ２：眼底観察光学系の光路≫
　光路ＯＰ２は、第２ダイクロイックミラー１０３の反射方向に位置する光路であり、こ
の第２ダイクロイックミラー１０３によって、測定光路ＯＰ１におけるＯＣＴ光学系の測
定光に対して波長分離された眼底観察光学系の光路である。具体的に、光路ＯＰ２には、
第２ダイクロイックミラー１０３より順に、レンズ１０１－２、観察光走査部１１７、合
焦レンズ１１１、レンズ１１２、及び、プリズム１１８が配置されている。ここで、これ
らレンズのうち、合焦レンズ１１１は、不図示の固視灯及び眼底観察用光の合焦調整のた
め不図示のモータ等の駆動機構１９１によって、双方向矢印で示される光軸方向に駆動さ
れる。プリズム１１８は、光源１１５からの眼底観察用の照明光を透過し、被検眼Ｅの眼
底Ｅｆからの反射光をシングルディテクター１１６の方向に反射する。
【００２０】
　眼底観察用の光源１１５（ＳＬＯ光源）は、例えば７８０ｎｍの波長の光を生成する。
また、観察光走査部１１７は、眼底観察用の光源１１５から照射された光を被検眼Ｅの眼
底Ｅｆ上で、それぞれＸ方向及びＹ方向に走査するためのＸスキャナ１１７－１及びＹス
キャナ１１７－２を有して構成されている。レンズ１０１－２は、Ｘスキャナ１１７－１
及びＹスキャナ１１７－２の中心位置付近を焦点位置とするように配置されている。Ｘス
キャナ１１７－１は、Ｘ方向を高速スキャンするために、例えばポリゴンミラーによって
構成されている。なお、このＸスキャナ１１７－１は、例えば共振型のミラーで構成され
ていてもよい。シングルディテクター１１６は、例えばＡＰＤ（アバランシェフォトダイ
オード）により構成され、被検眼Ｅの眼底Ｅｆから散乱・反射されて戻ってきた光を検出
する。プリズム１１８は、例えば穴あきミラーや中空のミラーが蒸着されたプリズムであ
り、眼底観察用の光源１１５による照明光と、被検眼Ｅの眼底Ｅｆからの戻り光とを分離
する。また、光路ＯＰ２上にダイクロイックミラーを更に配置し、不図示の固視灯の光源
としてＬＥＤ等を更に設けてもよい。このとき、固視灯の光源を観察光走査部１１７より
も光源１１５の側に配置する。これにより、観察光走査部１１７を固視用の走査手段とし
て共用することで、走査型の固視灯を構成することができる。この場合、制御部１３が、
固視灯の光源からの光が検者の所望の位置で走査される際に固視灯の光源を点灯するよう
に制御すればよい。なお、固視灯の光源の点灯と消灯は、この光路ＯＰ２上に更にシャッ
ターを配置し、この開閉によって代用してもよい。
【００２１】
　なお、本実施形態では、眼底観察光学系の構成として、スポット状の測定光を２次元走
査して眼底２次元画像を取得する点走査型のＳＬＯ光学系を用いている。また、眼底観察
光学系の構成として、シリンドリカルレンズ等を用いて、ライン状のビームを１方向に走
査するライン走査型のＳＬＯ光学系（ラインＳＬＯ光学系）を用いもよい。また、光路Ｏ
Ｐ２は、上述した観察光走査部１１７を用いる代わりに、２次元ＣＣＤセンサで赤外観察
する構成でもよい。具体的には、この場合、Ｘスキャナ１１７－１及びＹスキャナ１１７
－２の代わりに、眼底観察用の２次元ＣＣＤセンサを配置し、被検眼Ｅの眼底２次元画像
を取得するように構成してもよい。このとき、２次元ＣＣＤセンサは、不図示の眼底観察
用照明光の波長、具体的には７８０ｎｍ付近に感度を持つものと用いる。
【００２２】
　また、光路ＯＰ２における固視灯は、液晶等の固視用のディスプレイにより可視光を生
成し、固視用のディスプレイ側で点灯位置を変更することで検者が所望の位置に被検者の
固視を促すように構成してもよい。このとき、固視用のディスプレイは、観察光走査部１
１７よりも第２ダイクロイックミラー１０３の側に配置される。なお、駆動機構１９１、
観察光走査部１１７及びシングルディテクター１１６は、眼科装置１０を統括的に制御す
る制御部１３によって各々制御される。
【００２３】
　≪光路ＯＰ３：前眼部観察光学系の光路≫
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　光路ＯＰ３は、第１ダイクロイックミラー１０２の透過方向に位置する光路である。こ
の光路ＯＰ３には、レンズ１３１と、前眼部観察用の赤外線ＣＣＤ１３２とが配置されて
いる。赤外線ＣＣＤ１３２は、前眼部Ｅａを照明可能な位置に配置された不図示の前眼部
観察用光源からの照明光の波長、具体的には９７０ｎｍ付近に感度を持つ。赤外線ＣＣＤ
１３２は、制御部１３に接続され、赤外線ＣＣＤ１３２の出力信号は、制御部１３に送ら
れる。
【００２４】
　≪測定光路ＯＰ１：ＯＣＴ光学系の測定光路≫
　測定光路ＯＰ１には、被検眼Ｅの眼底Ｅｆの断層画像を撮像するためのＯＣＴ光学系が
配置されている。より具体的に、このＯＣＴ光学系は、被検眼Ｅに照射した測定光の当該
被検眼Ｅからの戻り光を用いて、被検眼Ｅの眼底Ｅｆの断層画像を形成するための干渉信
号を得る測定光学系である。測定光路ＯＰ１は、第１ダイクロイックミラー１０２の反射
方向及び第２ダイクロイックミラー１０３の透過方向に位置する光路である。この測定光
路ＯＰ１には、第２ダイクロイックミラー１０３より順に、レンズ１０１－３、ミラー１
２１、及び、ＯＣＴ光走査部１２２が配置されている。ここで、ＯＣＴ光走査部１２２は
、Ｘスキャナ１２２－１及びＹスキャナ１２２－２を有して構成されている。Ｘスキャナ
１２２－１は、測定光を被検眼Ｅの眼底Ｅｆ上で第１の方向の一例であるＸ方向（主走査
方向）に走査するためのスキャナである。また、Ｙスキャナ１２２－２は、測定光を被検
眼Ｅの眼底Ｅｆ上で第１の方向と交差する第２の方向の一例であるＹ方向（副走査方向）
に走査するためのスキャナである。本実施形態においては、ＯＣＴ光走査部１２２は、測
定対象上で測定光を走査する走査手段を構成する。なお、図１において、Ｘスキャナ１２
２－１とＹスキャナ１２２－２との間の光路は、紙面に平行な方向に配置されているが、
実際は紙面垂直方向に配置されている。
【００２５】
　測定光路ＯＰ１において、ＯＣＴ光走査部１２２であるＸスキャナ１２２－１及びＹス
キャナ１２２－２より光源１３０の側の構成として、合焦レンズ１２３、レンズ１２４、
ＯＣＴ光学系で測定光が出射するファイバー端１２５が配置されている。光学ヘッド部１
１では、ＯＣＴ光走査部１２２と被検眼Ｅの前眼部Ｅａとが光学的に共役の関係である場
合に、合焦調整を行うことにより、ファイバー端１２５と被検眼Ｅの眼底Ｅｆとが光学的
に共役な関係になるように設計されている。合焦レンズ１２３は、合焦調整をするために
不図示のモータ等の駆動機構１９２によって双方向矢印で示される光軸方向に駆動される
。合焦調整は、ファイバー端１２５から出射する測定光が被検眼Ｅの眼底Ｅｆ上に結像す
るように調整されることによって行われる。合焦手段の一例である合焦レンズ１２３は、
ファイバー端１２５と、測定光のＯＣＴ光走査部１２２であるＸスキャナ１２２－１及び
Ｙスキャナ１２２－２との間に配置されている。これにより、より大きなレンズ１０１－
３や、ファイバー端１２５と接続されている光ファイバー１４１－２を動かす必要がなく
なる。なお、駆動機構１９２及びＯＣＴ光走査部１２２は、制御部１３に接続されており
、制御部１３によって駆動制御が行われる。
【００２６】
　上述した合焦調整によって、被検眼Ｅの眼底Ｅｆにファイバー端１２５から射出される
測定光を結像させることができる。また、被検眼Ｅの眼底Ｅｆからの当該測定光の戻り光
を、ファイバー端１２５を通じて光ファイバー１４１－２へ効率良く戻すことができる。
なお、前眼部観察時の光路ＯＰ２においては、合焦レンズ１１１を用いて同様に合焦調整
を行う。
【００２７】
　続いて、図１における光源１３０から出射された光の光路、参照光学系等からなる干渉
系等の構成について説明する。本実施形態では、光源１３０、ミラー１５２及び１５３、
光カプラー１２６及び１２７、光ファイバー１４１－１～４及び１４２－１～３、コリメ
ータレンズ１５１及び１５４によって、干渉光学系が構成されている。光ファイバー１４
１－１～４及び１４２－１～３は、それぞれ、光カプラー１２６及び１２７に接続されて
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一体化しているシングルモードの光ファイバーである。さらに、光ファイバー１４１－４
は、光カプラー１２７に接続している。
【００２８】
　光源１３０から出射された光は、光ファイバー１４１－１を通じて光カプラー１２６に
導かれる。光カプラー１２６は、分割手段として、導かれた光を光ファイバー１４１－２
側へ出射される測定光と、光ファイバー１４１－３側に出射される参照光とに分割する。
測定光は、上述したＯＣＴ光走査部１２２等の光学系を通じて、測定対象である被検眼Ｅ
の眼底Ｅｆに照射される。被検眼Ｅの眼底Ｅｆに照射された測定光は、網膜による反射や
散乱により戻り光として同じ光路を逆に戻り、ファイバー端１２５を介して光カプラー１
２６を経て、光ファイバー１４１－４を介して、光カプラー１２７に到達する。一方、参
照光は、光ファイバー１４１－３、コリメータレンズ１５１を介して、ミラー１５２に到
達し反射される。その後、参照光は、ミラー１５３で反射され、コリメータレンズ１５４
で集光され、光ファイバー１４２－１の端面に入射して光カプラー１２７に到達する。こ
こで、コリメータレンズ１５１の焦点位置と光ファイバー１４１－３の端面が一致し、コ
リメータレンズ１５４の焦点位置と光ファイバー１４２－１の端面が一致している。また
、本実施形態では、この位置関係を維持するように、ミラー１５２とミラー１５３とが一
体となって、光軸方向に移動するようになっている。
【００２９】
　上述した測定光は、光ファイバー１４１－４に到達し、参照光路を経た参照光は、光フ
ァイバー１４２－１に到達するので、図１の光カプラー１２７によって合波されて干渉光
となる。ここで、測定光の光路長と参照光の光路長とがほぼ同一となったときに干渉を生
じる。図１に示すように、参照ミラーであるミラー１５２及び１５３は、コリメータレン
ズ１５１とコリメータレンズ１５４との間に配置される。ミラー１５２とミラー１５３は
、位置関係が固定されており、不図示のモータ等からなる駆動機構１９３によって光軸方
向にミラー１５２及び１５３の位置が調整可能でかつ保持される。駆動機構１９３の動作
は制御部１３によって行われる。したがって、被検眼Ｅによって変わる測定光の光路長に
参照光の光路長を合わせることが可能である。光カプラー１２７で合波され、光路長を合
せて得られた干渉光は、光ファイバー１４２－２及び１４２－３を経由して、合波された
光を検出する差動検出器１６０へ導かれる。差動検出器１６０は、干渉信号を電気信号に
変換する。差動検出器１６０から出力されたそれぞれの電気信号に対して、画像生成部１
２は、一般的な再構成処理を行うことで、被検眼Ｅの眼底Ｅｆにおける断層画像を生成す
る。
【００３０】
　次に、光源１３０について説明する。
　光源１３０は、例えば、波長変化させることが可能な波長掃引型（Ｓｗｅｐｔ　Ｓｏｕ
ｒｃｅ）光源を用いる。この場合、光源１３０から射出される光の中心波長を１０５０ｎ
ｍとし、掃引幅を約１００ｎｍで掃引しながら光を射出する。ここで、中心波長は、被検
眼を測定することを鑑みると近赤外光が適している。また、波長バンド幅は、得られる断
層画像の光軸方向の分解能に影響するため重要なパラメータである。
【００３１】
　画像生成部１２は、差動検出器１６０から出力されたそれぞれの電気信号に対して、一
般的な再構成処理を行うことで、被検眼Ｅの眼底Ｅｆに係る眼底断層画像を生成する。
【００３２】
　制御部１３は、例えば入力部１４から入力された情報に基づいて、眼科装置１０の動作
を統括的に制御するとともに、各種の処理を行う。例えば、制御部１３は、光学ヘッド部
１１を制御して、赤外線ＣＣＤ１３２の出力信号に基づく被検眼Ｅの前眼部Ｅａに係る前
眼部観察画像や、シングルディテクター１１６の出力信号に基づく被検眼Ｅの眼底Ｅｆに
係る眼底２次元画像を生成して取得する。また、例えば、制御部１３は、画像生成部１２
で生成された眼底断層画像を取得する。そして、例えば、制御部１３は、取得したこれら
の画像を表示部１５に表示する制御を行う。



(9) JP 2020-121027 A 2020.8.13

10

20

30

40

50

【００３３】
　入力部１４は、制御部１３に対して各種の情報を入力する。
【００３４】
　表示部１５は、制御部１３の制御に基づいて、各種の画像や各種の情報を表示する。例
えば、表示部１５は、制御部１３で取得された前眼部観察画像や、眼底２次元画像、眼底
断層画像を表示するとともに、眼科装置１０の状態を示す情報等を表示する。
【００３５】
　＜断層画像の撮像方法＞
　次に、被検眼Ｅの眼底Ｅｆに係る眼底断層画像の撮像方法について説明する。
　眼科装置１０は、制御部１３によってＸスキャナ１２２－１及びＹスキャナ１２２－２
を制御することで、被検眼Ｅの眼底Ｅｆにおける所望部位で測定光を走査することができ
、その所望部位の断層画像を撮像することができる。
【００３６】
　図２は、本発明の実施形態を示し、図１に示す被検眼Ｅの眼底Ｅｆに測定光２０１を照
射し、図１に示すＸスキャナ１２２－１を制御して被検眼Ｅの眼底ＥｆをＸ方向にスキャ
ンを行っている様子を示す図である。この図２において、図１に示す構成と同様の構成に
ついては同じ符号を付しており、その詳細な説明は省略する。また、図２には、図１に示
すＸＹＺ座標系に対応するＸＹＺ座標系を図示している。具体的に、図２に示すＸＹＺ座
標系は、ＸＹ平面に関して、図１に示すＸＹＺ座標系を９０度回転させたものとなってい
る。
【００３７】
　眼科装置１０では、図１に示すＸスキャナ１２２－１を制御して被検眼Ｅの眼底Ｅｆを
Ｘ方向の撮像範囲において測定光を走査し、その戻り光より所定の撮像本数の情報を差動
検出器１６０により取得する。そして、差動検出器１６０より出力された信号は、画像生
成部１２に出力される。画像生成部１２は、Ｘ方向のある位置で得られる差動検出器１６
０上の輝度分布をＦＦＴ（高速フーリエ変換）し、ＦＦＴにより得られた線状の輝度分布
を表示部１５に示すために濃度あるいはカラー情報に変換する。本実施形態においては、
この濃度変換等されて得られた画像をＡスキャン画像と呼ぶ。また、本実施形態において
は、この複数のＡスキャン画像をＸ方向に並べた２次元の眼底断層画像をＢスキャン画像
と呼ぶ。また、眼科装置１０では、１つのＢスキャン画像を構築するための複数のＡスキ
ャン画像を撮像した後、Ｙ方向に測定光の走査位置を移動させて再びＸ方向の測定光の走
査を行うことにより、複数のＢスキャン画像を得る。そして、眼科装置１０では、複数の
Ｂスキャン画像、或いは複数のＢスキャン画像から構築したＥｎＦａｃｅ画像を表示部１
５に表示する。
【００３８】
　図３は、本発明の実施形態を示し、図１に示す表示部１５に表示された前眼部観察画像
３１０、眼底２次元画像３２０及びＢスキャン画像である眼底断層画像３３０の一例を示
す図である。
【００３９】
　前眼部観察画像３１０は、赤外線ＣＣＤ１３２の出力信号を処理することによって得ら
れた被検眼Ｅの前眼部Ｅａにおける２次元画像である。眼底２次元画像３２０は、シング
ルディテクター１１６の出力信号を処理することによって得られた被検眼Ｅの眼底Ｅｆに
おける２次元画像である。眼底断層画像３３０は、眼底２次元画像３２０に図示されてい
るライン３２１について、差動検出器１６０から出力された被検眼Ｅの眼底Ｅｆにおける
断層画像である。また、例えば、制御部１３は、複数の眼底断層画像３３０（Ｂスキャン
画像）から構築した、眼底２次元画像３２０を高解像度にしたようなＥｎＦａｃｅ画像を
生成することもできる。
【００４０】
　眼科装置１０（光学ヘッド部１１）は、このようにして検者が撮影した眼底断層画像３
３０やＥｎＦａｃｅ画像を用いて、被検眼Ｅの診断を行えるようにしている。なお、光学
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ヘッド部１１内にある光学系の解像力を評価するには、被検眼Ｅを模した模型眼を使用す
る。以下、本実施形態に係る模型眼について説明する。
【００４１】
　＜模型眼の概略構成＞
　図４は、本発明の第１の実施形態に係る模型眼４００の概略構成の一例を示す図である
。この図４において、図１に示す構成と同様の構成については同じ符号を付しており、そ
の詳細な説明は省略する。また、図４（ａ）には、図１に示すＸＹＺ座標系と同じＸＹＺ
座標系を示している。
【００４２】
　図４（ａ）に示すように、模型眼４００は、眼科装置１０の光学ヘッド部１１における
対物レンズ鏡筒に取り付け可能に構成された筐体構造を有している。即ち、模型眼４００
は、被検眼Ｅの眼底Ｅｆを撮像する眼科装置１０に取り付け可能に構成されており、眼科
装置１０の光学系の評価に用いられる模型眼である。
【００４３】
　模型眼４００は、図４（ａ）に示すように、第１の光学部品４１０、第２の光学部品４
２０、第３の光学部品４３０、可動機構４４０、及び、可動制御機構４５０を有して構成
されている。
【００４４】
　第１の光学部品４１０は、眼科装置１０の光学系における光軸上（光軸Ｋ上）に同軸に
配置される光学部品である。具体的に、第１の光学部品４１０は、対物レンズ１０１－１
における光軸Ｋ上に同軸に配置され、かつ被検眼５００の瞳相当位置に配置される集光レ
ンズである。この第１の光学部品４１０の総合焦点距離は、例えば１６ｍｍから１８ｍｍ
であることが好適である。また、この第１の光学部品４１０は、曲率半径が６ｍｍから８
ｍｍのレンズであることが好適である。
【００４５】
　第２の光学部品４２０は、模型眼４００が眼科装置１０に取り付けられた際に第１の光
学部品４１０における眼科装置１０の側とは反対側に配置され、第１の光学部品４１０の
光軸Ｋに対して直交する基準面４２０ａ及び４２０ｂを有する光学部品である。この第２
の光学部品４２０は、被検眼５００の眼底相当位置を含む周辺領域に配置され、かつ可動
機構４４０に連結されて第１の光学部品４１０の光軸Ｋに沿った方向に移動可能となって
いる。図４（ａ）に示す例では、第２の光学部品４２０は、所定の屈折率を有する光学ガ
ラスまたは光学プラスティックからなる、少なくとも２つの平行な平面を基準面４２０ａ
及び４２０ｂとする、チャートが設けられたチャートガラスである。
【００４６】
　この第２の光学部品４２０には、基準面４２０ａに、図４（ｃ）に示すような複数の解
像力チャート４２１が設けられている。図４（ｃ）には、図４（ａ）に示すＸＹＺ座標系
に対応するＸＹＺ座標系を図示している。図４（ｃ）には、基準面４２０ａに沿った方向
の眼科装置１０の解像力を測定するための解像力チャートであって基準面４２０ａにおけ
る第１の光学部品４１０の光軸Ｋの位置からの距離が異なる複数の解像力チャート４２１
が設けられている。ここで、図４（ｃ）では、例えば中心部に位置する解像力チャート４
２１が基準面４２０ａにおいて第１の光学部品４１０の光軸Ｋの位置を含む領域に設けら
れた解像力チャートである。また、図４（ｃ）では、この中心部に位置する解像力チャー
ト４２１の同心円状周辺部に、複数の解像力チャート４２１が設けられている。また、図
４（ｃ）の左上には、１つの解像力チャート４２１の図柄例を示している。この同心円状
に中心部から周辺部に亘り設けられた複数の解像力チャート４２１によって、光学ヘッド
部１１内にある光学系の横解像力（第１の光学部品４１０の光軸Ｋに対して直交する第２
の光学部品４２０の基準面４２０ａ及び４２０ｂに沿った方向の眼科装置１０の解像力）
を評価できる。
【００４７】
　図４（ａ）に示す第３の光学部品４３０は、第２の光学部品４２０の基準面４２０ｂに
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接触して設けられ、第２の光学部品４２０の基準面４２０ａ及び４２０ｂに対して直交方
向であるＺ方向の眼科装置１０の解像力を測定するための光学部品である。この第３の光
学部品４３０は、図４（ｂ）に示すように、散乱強度または屈折率の異なる複数の層４３
１及び４３２が、第２の光学部品４２０の基準面４２０ａ及び４２０ｂに対して直交方向
であるＺ方向に形成された積層体である。具体的に、図４（ｂ）に示す第３の光学部品４
３０は、散乱強度または屈折率の異なる層４３１と層４３２とが、交互に複数の薄膜層で
形成されている。ここで、本実施形態では、第３の光学部品４３０における複数の層４３
１及び４３２の厚みは、２ｕｍから１０ｕｍである。また、図４（ｂ）には、第３の光学
部品４３０における複数の層４３１及び４３２の総数が６層である例を示しているが、本
実施形態においてはこの態様に限定されるものではなく、複数の層４３１及び４３２の総
数が２層以上であれば本実施形態に適用可能である。この図４（ｂ）に示す第３の光学部
品４３０における複数の層４３１及び４３２の積層体によって、光学ヘッド部１１内にあ
る光学系の縦解像力（第１の光学部品４１０の光軸Ｋに沿った方向（基準面４２０ａ及び
４２０ｂに対して直交方向）であるＺ方向の眼科装置１０の解像力）を評価できる。
【００４８】
　可動機構４４０は、第２の光学部品４２０を第１の光学部品４１０の光軸Ｋに沿って移
動させることが可能に構成された機構である。即ち、可動機構４４０が第２の光学部品４
２０を第１の光学部品４１０の光軸Ｋに沿って移動させることによって、第２の光学部品
４２０及び第２の光学部品４２０に接触して設けられている第３の光学部品４３０が第１
の光学部品４１０の光軸Ｋに沿って移動する。例えば、可動機構４４０は、第１の光学部
品４１０の光軸Ｋに沿って第２の光学部品４２０を、被検眼５００の深さ方向に相当する
Ｚ方向の位置として、Ｚ方向位置４６１やＺ方向位置４６２、Ｚ方向位置４６３等のよう
に移動する。ここで、図４（ａ）では、Ｚ方向位置４６２及びＺ方向位置４６３では、第
２の光学部品４２０のみを図示し、第２の光学部品４２０に接触して設けられている第３
の光学部品４３０の図示は省略している。
【００４９】
　可動制御機構４５０は、可動機構４４０による移動動作を制御する機構であり、第１の
光学部品４１０の光軸Ｋに沿ったＺ方向の任意の位置で、第２の光学部品４２０及び第３
の光学部品４３０を位置固定することが可能である。
【００５０】
　図５は、本発明の第１の実施形態に係る模型眼４００において、図４（ａ）に示す第２
の光学部品４２０及び第３の光学部品４３０の位置関係と、当該位置関係の場合に得られ
るＥｎＦａｃｅ画像及び断層画像の一例を示す図である。この図５において、図４に示す
構成と同様の構成については同じ符号を付しており、その詳細な説明は省略する。
【００５１】
　図５（ａ）は、眼科装置１０（光学ヘッド部１１）の解像力撮影の際に、第２の光学部
品４２０及び第３の光学部品４３０の位置が、例えば被検眼５００の眼底相当位置である
図４（ａ）のＺ方向位置４６１にある場合を示している。また、図５（ｂ）は、眼科装置
１０（光学ヘッド部１１）の解像力撮影の際に、第２の光学部品４２０及び第３の光学部
品４３０の位置が、例えば被検眼５００の眼底相当位置に対して周辺位置である図４（ａ
）のＺ方向位置４６２にある場合を示している。また、図５（ｃ）は、眼科装置１０（光
学ヘッド部１１）の解像力撮影の際に、第２の光学部品４２０及び第３の光学部品４３０
の位置が、例えば被検眼５００の眼底相当位置に対して周辺位置である図４（ａ）のＺ方
向位置４６３にある場合を示している。
【００５２】
　また、図５（ａ）、図５（ｂ）及び図５（ｃ）において、領域５１１、領域５２１及び
領域５３１には、第１の光学部品４１０に加えて、各位置関係における第２の光学部品４
２０及び第３の光学部品４３０を図示している。この領域５１１、領域５２１及び領域５
３１には、図４（ａ）に示すＸＹＺ座標系と同じＸＹＺ座標系を示している。
【００５３】
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　また、図５（ａ）、図５（ｂ）及び図５（ｃ）において、領域５１２、領域５２２及び
領域５３２には、各位置関係において第２の光学部品４２０に設けられた複数の解像力チ
ャート４２１に関するＥｎＦａｃｅ画像を図示している。本実施形態においては、この領
域５１２、領域５２２及び領域５３２に示すＥｎＦａｃｅ画像は、例えば、眼科装置１０
の画像生成部１２で生成することが可能である。
【００５４】
　また、図５（ａ）、図５（ｂ）及び図５（ｃ）において、領域５１３、領域５２３及び
領域５３３には、各位置関係において第３の光学部品４３０である積層体を構成する複数
の層４３１及び４３２に関する断層画像を図示している。本実施形態においては、この領
域５１３、領域５２３及び領域５３３に示す断層画像は、例えば、眼科装置１０の画像生
成部１２で生成することが可能である。
【００５５】
　まず、横解像力（第２の光学部品４２０の基準面４２０ａ及び４２０ｂに沿った方向の
眼科装置１０の解像力）の中心部撮影について、図５（ａ）を用いて説明する。
　本実施形態において、横解像力の中心部撮影では、図５（ａ）の領域５１１に示すよう
に、第２の光学部品４２０を被検眼５００の眼底相当位置に配置し、撮影を行う。その撮
影結果として、図５（ａ）の領域５１２に示すように、図４（ｃ）に示す複数の解像力チ
ャート４２１のうち、中心部に位置する解像力チャート４２１－１のＥｎＦａｃｅ画像が
得られる。また、この図５（ａ）の領域５１２に示すＥｎＦａｃｅ画像では、図４（ｃ）
に示す複数の解像力チャート４２１のうち、中心部に位置する解像力チャート４２１－１
以外の周辺部に位置する解像力チャート４２１－２及び４２１－３等は、ボケてしまって
いる。
【００５６】
　続いて、横解像力の中間周辺部撮影について、図５（ｂ）を用いて説明する。
　図５（ｂ）の領域５２２に示す、第２の光学部品４２０において第１の光学部品４１０
の光軸Ｋの位置を含む中心部に位置する解像力チャート４２１－１から中間周辺部に位置
する解像力チャート４２１－２までの距離Ｗ１と、図５（ｂ）の領域５２１に示す被検眼
５００の眼底曲率半径によって、第２の光学部品４２０を被検眼５００の眼底相当位置か
ら移動させる、図５（ｂ）の領域５２１に示す距離Ｄ１を求めることができる。本実施形
態において、横解像力の中間周辺部撮影では、図５（ｂ）の領域５２１に示すように、第
２の光学部品４２０を被検眼５００の眼底相当位置から＋Ｚ方向に距離Ｄ１だけ移動して
配置し、撮影を行う。その撮影結果として、図５（ｂ）の領域５２２に示すように、図４
（ｃ）に示す複数の解像力チャート４２１のうち、中間周辺部に位置する解像力チャート
４２１－２のＥｎＦａｃｅ画像が得られる。この図５（ｂ）の領域５２２に示すＥｎＦａ
ｃｅ画像では、中間周辺部に位置する解像力チャート４２１－２以外の解像力チャート４
２１－１及び４２１－３等は、ボケてしまっている。
【００５７】
　続いて、横解像力の遠位周辺部撮影について、図５（ｃ）を用いて説明する。
　図５（ｃ）の領域５３２に示す、第２の光学部品４２０において第１の光学部品４１０
の光軸Ｋの位置を含む中心部に位置する解像力チャート４２１－１から遠位周辺部に位置
する解像力チャート４２１－２までの距離Ｗ２と、図５（ｃ）の領域５３１に示す被検眼
５００の眼底曲率半径によって、第２の光学部品４２０を被検眼５００の眼底相当位置か
ら移動させる、図５（ｃ）の領域５３１に示す距離Ｄ２を求めることができる。本実施形
態において、横解像力の遠位周辺部撮影では、図５（ｃ）の領域５３１に示すように、第
２の光学部品４２０を被検眼５００の眼底相当位置から＋Ｚ方向に距離Ｄ２だけ移動して
配置し、撮影を行う。その撮影結果として、図５（ｃ）の領域５３２に示すように、図４
（ｃ）に示す複数の解像力チャート４２１のうち、遠位周辺部に位置する解像力チャート
４２１－３のＥｎＦａｃｅ画像が得られる。この図５（ｃ）の領域５３２に示すＥｎＦａ
ｃｅ画像では、遠位周辺部に位置する解像力チャート４２１－３以外の解像力チャート４
２１－１及び４２１－２等は、ボケてしまっている。
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【００５８】
　なお、図４（ｃ）に示す複数の解像力チャート４２１のうち、第１の光学部品４１０の
光軸Ｋの位置の外に置かれる解像力チャート（例えば、図５に示す解像力チャート４２１
－２や解像力チャート４２１－３）は、第２の光学部品４２０の基準面と第１の光学部品
４１０の像面湾曲に沿った位置に配置される。
【００５９】
　なお、本実施形態においては、制御部１３は、例えば画像生成部１２で生成された領域
５１２、領域５２２及び領域５３２に示すＥｎＦａｃｅ画像を、順次、表示部１５に表示
する形態を採りうる。また、制御部１３は、例えば画像生成部１２で生成された領域５１
２、領域５２２及び領域５３２に示すＥｎＦａｃｅ画像を一旦メモリに保管し、既知の技
術により、これらのＥｎＦａｃｅ画像を合成し、当該合成により得られた合成ＥｎＦａｃ
ｅ画像を表示部１５に表示する形態も採りうる。
【００６０】
　図６は、本発明の第１の実施形態を示し、図５の領域５１２～領域５３２に示すＥｎＦ
ａｃｅ画像を合成した合成ＥｎＦａｃｅ画像、及び、図５の領域５１３～５３３に示す断
層画像を合成した合成断層画像の一例を示す図である。具体的には、図６の領域６１０に
合成ＥｎＦａｃｅ画像の一例を示し、図６の領域６２０に合成断層画像の一例を示してい
る。本実施形態においては、例えば図６の領域６１０に示す合成ＥｎＦａｃｅ画像を表示
部１５に表示等することにより、同時に眼科装置１０（光学ヘッド部１１）の横解像力の
評価ができる。
【００６１】
　次に、縦解像力（第１の光学部品４１０の光軸Ｋに沿った方向であるＺ方向の眼科装置
１０の解像力）の中心部撮影について、図５（ａ）を用いて説明する。
　本実施形態において、縦解像力の中心部撮影では、図５（ａ）の領域５１１に示すよう
に、第２の光学部品４２０を被検眼５００の眼底相当位置に配置し、撮影を行う。その撮
影結果として、図５（ａ）の領域５１３に示すように、中心部に位置する層４３１と層４
３２との積層体の断層画像が得られる。また、中心部以外に位置する層４３１と層４３２
との積層体は、ボケてしまっている。
【００６２】
　続いて、縦解像力の中間周辺部撮影について、図５（ｂ）を用いて説明する。
　本実施形態において、縦解像力の中間周辺部撮影では、図５（ｂ）の領域５２１に示す
ように、第２の光学部品４２０を被検眼５００の眼底相当位置から＋Ｚ方向に距離Ｄ１だ
け移動させて、撮影を行う。その撮影結果として、図５（ｂ）の領域５２３に示すように
、中間周辺部に位置する層４３１と層４３２との積層体の断層画像が得られる。また、中
間周辺部以外に位置する層４３１と層４３２との積層体は、ボケてしまっている。
【００６３】
　続いて、縦解像力の遠位周辺部撮影について、図５（ｃ）を用いて説明する。
　本実施形態において、縦解像力の遠位周辺部撮影では、図５（ｃ）の領域５３１に示す
ように、第２の光学部品４２０を被検眼５００の眼底相当位置から＋Ｚ方向に距離Ｄ２だ
け移動させて、撮影を行う。その撮影結果として、図５（ｃ）の領域５３３に示すように
、遠位周辺部に位置する層４３１と層４３２との積層体の断層画像が得られる。また、遠
位周辺部以外に位置する層４３１と層４３２との積層体は、ボケてしまっている。
【００６４】
　なお、本実施形態においては、制御部１３は、例えば画像生成部１２で生成された領域
５１３、領域５２３及び領域５３３に示す断層画像を、順次、表示部１５に表示する形態
を採りうる。また、制御部１３は、例えば画像生成部１２で生成された領域５１３、領域
５２３及び領域５３３に示す断層画像を一旦メモリに保管し、既知の技術により、これら
の断層画像を合成し、当該合成により得られた合成断層画像を表示部１５に表示する形態
も採りうる。この形態を採る場合、例えば図６の領域６２０に示す合成断層画像を表示部
１５に表示等することにより、同時に眼科装置１０（光学ヘッド部１１）の縦解像力の評
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価ができる。
【００６５】
　第１の実施形態に係る模型眼４００では、第２の光学部品４２０の基準面４２０ａに、
当該基準面に沿った方向の眼科装置１０の解像力を測定するための解像力チャートであっ
て第１の光学部品４１０の光軸Ｋの位置からの距離が異なる複数の解像力チャート４２１
を設けている。そして、第１の実施形態に係る模型眼４００では、当該距離が異なる複数
の解像力チャート４２１による横解像力を測定する際に、可動機構４４０によって第２の
光学部品４２０を第１の光学部品４１０の光軸Ｋに沿って移動させるようにしている。
　かかる構成によれば、被検眼Ｅの眼底Ｅｆを撮像する眼科装置１０において眼底中心部
から眼底周辺部の広範囲に亘る解像力（横解像力）を精度良く測定できる模型眼を提供す
ることが可能となる。
【００６６】
　さらに、第１の実施形態に係る模型眼４００では、第２の光学部品４２０の基準面４２
０ｂに接触して設けられ、当該基準面に対して直交方向の眼科装置１０の解像力を測定す
るための第３の光学部品４３０を備えるようにしている。そして、第１の実施形態に係る
模型眼４００では、可動機構４４０によって、第２の光学部品４２０とともに第３の光学
部品４３０を第１の光学部品４１０の光軸Ｋに沿って移動させるようにしている。
　かかる構成によれば、被検眼Ｅの眼底Ｅｆを撮像する眼科装置１０において眼底中心部
から眼底周辺部の広範囲に亘る解像力（縦解像力）を精度良く測定できる模型眼を提供す
ることが可能となる。
【００６７】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。なお、以下に記載する第２の実施形
態の説明では、上述した第１の実施形態と共通する事項については説明を省略し、上述し
た第１の実施形態と異なる事項について説明を行う。
【００６８】
　第２の実施形態に係る眼科装置の概略構成は、図１に示す眼科装置１０の概略構成と同
様である。
【００６９】
　＜模型眼の概略構成＞
　図７は、本発明の第２の実施形態に係る模型眼７００の概略構成の一例を示す図である
。この図７には、図１、図４（ａ）及び図５に示すＸＹＺ座標系に対応するＸＹＺ座標系
を図示している。具体的に、図７に示すＸＹＺ座標系は、図１、図４（ａ）及び図５に示
すＸＹＺ座標系に対してＺ方向を逆向きにするべく回転させたものとなっている。具体的
に、図７（ａ）に模型眼７００の斜視図を示し、図７（ｂ）に模型眼７００の側面図を示
している。
【００７０】
　図７（ａ）及び図７（ｂ）に示す模型眼７００は、第１の実施形態に係る模型眼４００
と同様に、眼科装置１０の光学ヘッド部１１における対物レンズ鏡筒に取り付け可能に構
成された筐体構造を有している。即ち、模型眼７００は、被検眼Ｅの眼底Ｅｆを撮像する
眼科装置１０に取り付け可能に構成されており、眼科装置１０の光学系の評価に用いられ
る模型眼である。この図７に示す例では、眼科装置１０は、図７（ａ）及び図７（ｂ）に
示す第１の光学部品７１０よりも紙面左側に位置することになる。
【００７１】
　模型眼７００は、図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すに示すように、第１の光学部品７１
０、複数の光学部材７２０、７３０及び７４０を有して構成された第２の光学部品を有し
て構成されている。
【００７２】
　第１の光学部品７１０は、眼科装置１０の光学系における光軸上（光軸Ｋ上）に同軸に
配置される光学部品である。具体的に、第１の光学部品７１０は、図４（ａ）に示す第１
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の光学部品４１０と同様に、図４（ａ）に示す対物レンズ１０１－１における光軸Ｋ上に
同軸に配置され、かつ被検眼５００の瞳相当位置に配置される集光レンズである。この第
１の光学部品７１０の総合焦点距離は、例えば１６ｍｍから１８ｍｍであることが好適で
ある。また、この第１の光学部品７１０は、曲率半径が６ｍｍから８ｍｍのレンズである
ことが好適である。また、例えば、被検眼５００をイメージした円の半径ｒは、例えば１
２ｍｍ程度である。
【００７３】
　複数の光学部材７２０、７３０及び７４０を有して構成された第２の光学部品は、模型
眼７００が眼科装置１０に取り付けられた際に第１の光学部品７１０における眼科装置１
０の側とは反対側に配置されている。そして、この第２の光学部品は、第１の光学部品７
１０の光軸Ｋに対して直交する複数の基準面７２１、７３１及び７４１を有する光学部品
である。ここで、本実施形態においては、図７に示すように、この複数の基準面７２１、
７３１及び７４１は、第１の光学部品７１０の光軸Ｋに沿った方向であるＺ方向において
第１の光学部品７１０からの距離が異なる複数の基準面となっている。また、複数の光学
部材７２０、７３０及び７４０における各光学部材は、例えば同じ屈折率を有する光学部
材であり、図７（ｂ）に示すように、互いに嵌め合い構造で同心が保証される形態で接着
されている。また、第１の光学部品７１０と、複数の光学部材７２０、７３０及び７４０
における１つの光学部材７２０とは、図７に示すように、接合されている。
【００７４】
　ここで、第２の光学部品を構成する光学部材のうち、第１光学部材７２０における第１
の光学部品７１０の側とは反対側の平面が基準面７２１となっており、この基準面７２１
には、例えば図４に示す解像力チャート４２１－３が少なくとも設けられている。また、
第２の光学部品を構成する光学部材のうち、第２光学部材７３０における第１の光学部品
７１０の側とは反対側の平面が基準面７３１となっており、この基準面７３１には、例え
ば図４に示す解像力チャート４２１－２が少なくとも設けられている。また、第２の光学
部品を構成する光学部材のうち、第３光学部材７４０における第１の光学部品７１０の側
とは反対側の平面が基準面７４１となっており、この基準面７４１には、例えば図４に示
す解像力チャート４２１－１が少なくとも設けられている。即ち、第２の光学部品は、複
数の基準面７２１、７３１及び７４１における各基準面を有する複数の光学部材７２０、
７３０及び７４０を有して構成されている。図７に示す例では、複数の光学部材７２０、
７３０及び７４０における各光学部材は、Ｚ方向において第１の光学部品７１０からの距
離が大きくなる光学部材に従って、それぞれ、基準面に相当する平面の大きさが小さくな
っている。
【００７５】
　そして、本実施形態では、複数の基準面７２１、７３１及び７４１には、当該基準面に
沿った方向の眼科装置１０の解像力を測定するためのチャートであって当該基準面におけ
る第１の光学部品７１０の光軸Ｋの位置からの距離が異なる複数の解像力チャート４２１
－１、４２１－２及び４２１－３が設けられている。より詳細に、本実施形態では、複数
の基準面７２１、７３１及び７４１のうち、第１の光学部品７１０の光軸Ｋに沿った方向
であるＺ方向において第１の光学部品７１０からの距離が大きくなる基準面に従って、複
数の解像力チャート４２１のうち、第１の光学部品７１０の光軸Ｋの位置からの距離が小
さい解像力チャートが設けられている。例えば、Ｚ方向において第１の光学部品７１０か
らの距離が一番大きい基準面７４１には、第１の光学部品７１０の光軸Ｋの位置からの距
離が一番小さい解像力チャート４２１－１が設けられている。
【００７６】
　第２の実施形態に係る模型眼７００では、第２の光学部品を構成する複数の光学部材７
２０、７３０及び７４０に、それぞれ、第１の光学部品７１０の光軸Ｋに対して直交する
基準面であって第１の光学部品７１０の光軸Ｋに沿った方向において第１の光学部品７１
０からの距離が異なる複数の基準面７２１、７３１及び７４１を設けている。そして、第
２の実施形態に係る模型眼７００では、複数の基準面７２１、７３１及び７４１には、当
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該基準面に沿った方向の眼科装置１０の解像力を測定するための解像力チャートであって
当該基準面における第１の光学部品７１０の光軸Ｋの位置からの距離が異なる複数の解像
力チャート４２１を設けている。そして、第２の実施形態に係る模型眼７００では、第１
の光学部品７１０の光軸Ｋに沿った方向において第１の光学部品７１０からの距離が大き
くなる基準面になるのに従って、第１の光学部品７１０の光軸Ｋの位置からの距離が小さ
い解像力チャート４２１が設けられている。
　かかる構成によれば、被検眼Ｅの眼底Ｅｆを撮像する眼科装置１０において眼底中心部
から眼底周辺部の広範囲に亘る解像力（横解像力）を精度良く測定できる模型眼を提供す
ることが可能となる。
【００７７】
（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。なお、以下に記載する第３の実施形
態の説明では、上述した第１の実施形態と共通する事項については説明を省略し、上述し
た第１の実施形態と異なる事項について説明を行う。
【００７８】
　第３の実施形態に係る眼科装置の概略構成は、図１に示す眼科装置１０の概略構成と同
様である。
【００７９】
　＜模型眼の概略構成＞
　図８は、本発明の第３の実施形態に係る模型眼８００の概略構成の一例を示す図である
。この図８には、図１、図４（ａ）及び図５に示すＸＹＺ座標系に対応するＸＹＺ座標系
を図示している。具体的に、図８に示すＸＹＺ座標系は、図７に示すＸＹＺ座標系と同様
に、図１、図４（ａ）及び図５に示すＸＹＺ座標系に対してＺ方向を逆向きにするべく回
転させたものとなっている。
【００８０】
　図８に示す模型眼８００は、第１の実施形態に係る模型眼４００と同様に、眼科装置１
０の光学ヘッド部１１における対物レンズ鏡筒に取り付け可能に構成された筐体構造を有
している。即ち、模型眼８００は、被検眼Ｅの眼底Ｅｆを撮像する眼科装置１０に取り付
け可能に構成されており、眼科装置１０の光学系の評価に用いられる模型眼である。この
図８に示す例では、眼科装置１０は、図８に示す第１の光学部品８１０よりも紙面左側に
位置することになる。
【００８１】
　模型眼８００は、図８に示すに示すように、第１の光学部品８１０、複数の光学部材８
２０、８３０、８４０及び８５０を有して構成された第２の光学部品を有して構成されて
いる。
【００８２】
　第１の光学部品８１０は、眼科装置１０の光学系における光軸上（光軸Ｋ上）に同軸に
配置される光学部品である。具体的に、第１の光学部品８１０は、図４（ａ）に示す第１
の光学部品４１０と同様に、図４（ａ）に示す対物レンズ１０１－１における光軸Ｋ上に
同軸に配置され、かつ被検眼５００の瞳相当位置に配置される集光レンズである。この第
１の光学部品８１０の総合焦点距離は、例えば１６ｍｍから１８ｍｍであることが好適で
ある。また、この第１の光学部品８１０は、曲率半径が６ｍｍから８ｍｍのレンズである
ことが好適である。
【００８３】
　複数の光学部材８２０、８３０、８４０及び８５０を有して構成された第２の光学部品
は、模型眼８００が眼科装置１０に取り付けられた際に第１の光学部品８１０における眼
科装置１０の側とは反対側に配置されている。そして、この第２の光学部品は、第１の光
学部品８１０の光軸Ｋに対して直交する複数の基準面８２１、８３１及び８４１を有する
光学部品である。ここで、本実施形態においては、図８に示すように、この複数の基準面
８２１、８３１及び８４１は、第１の光学部品８１０の光軸Ｋに沿った方向であるＺ方向
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において第１の光学部品８１０からの距離が異なる複数の基準面となっている。また、複
数の光学部材８２０、８３０、８４０及び８５０における各光学部材は、例えば同じ屈折
率を有する光学部材であり、図８に示すように、同心が保証される形態で接着されている
。また、第１の光学部品８１０と、複数の光学部材８２０、８３０、８４０及び８５０に
おける１つの光学部材８２０とは、図８に示すように、接合されている。
【００８４】
　ここで、第２の光学部品を構成する光学部材のうち、第１光学部材８２０における第１
の光学部品８１０の側とは反対側の平面が基準面８２１となっており、この基準面８２１
には、例えば図４に示す解像力チャート４２１－３が少なくとも設けられている。また、
第２の光学部品を構成する光学部材のうち、第２光学部材８３０における第１の光学部品
８１０の側とは反対側の平面が基準面８３１となっており、この基準面８３１には、例え
ば図４に示す解像力チャート４２１－２が少なくとも設けられている。また、第２の光学
部品を構成する光学部材のうち、第３光学部材８４０における第１の光学部品８１０の側
とは反対側の平面が基準面８４１となっており、この基準面８４１には、例えば図４に示
す解像力チャート４２１－１が少なくとも設けられている。即ち、第２の光学部品は、複
数の基準面８２１、８３１及び８４１における各基準面を有する複数の光学部材８２０、
８３０及び８４０を有して構成されている。図８に示す例では、複数の光学部材８２０、
８３０及び８４０における各光学部材は、Ｚ方向において第１の光学部品８１０からの距
離が大きくなる光学部材に従って、それぞれ、基準面に相当する平面の大きさが小さくな
っている。
【００８５】
　そして、本実施形態では、複数の基準面８２１、８３１及び８４１には、当該基準面に
沿った方向の眼科装置１０の解像力を測定するためのチャートであって当該基準面におけ
る第１の光学部品８１０の光軸Ｋの位置からの距離が異なる複数の解像力チャート４２１
－１、４２１－２及び４２１－３が設けられている。より詳細に、本実施形態では、複数
の基準面８２１、８３１及び８４１のうち、第１の光学部品８１０の光軸Ｋに沿った方向
であるＺ方向において第１の光学部品８１０からの距離が大きくなる基準面に従って、複
数の解像力チャート４２１のうち、第１の光学部品８１０の光軸Ｋの位置からの距離が小
さい解像力チャートが設けられている。例えば、Ｚ方向において第１の光学部品８１０か
らの距離が一番大きい基準面８４１には、第１の光学部品８１０の光軸Ｋの位置からの距
離が一番小さい解像力チャート４２１－１が設けられている。
【００８６】
　第３の実施形態に係る模型眼８００では、第２の光学部品を構成する複数の光学部材８
２０、８３０及び８４０に、それぞれ、第１の光学部品７１０の光軸Ｋに対して直交する
基準面であって第１の光学部品７１０の光軸Ｋに沿った方向において第１の光学部品８１
０からの距離が異なる複数の基準面８２１、８３１及び８４１を設けている。そして、第
３の実施形態に係る模型眼８００では、複数の基準面８２１、８３１及び８４１には、当
該基準面に沿った方向の眼科装置１０の解像力を測定するための解像力チャートであって
当該基準面における第１の光学部品７１０の光軸Ｋの位置からの距離が異なる複数の解像
力チャート４２１を設けている。そして、第３の実施形態に係る模型眼８００では、第１
の光学部品８１０の光軸Ｋに沿った方向において第１の光学部品８１０からの距離が大き
くなる基準面になるのに従って、第１の光学部品８１０の光軸Ｋの位置からの距離が小さ
い解像力チャート４２１が設けられている。
　かかる構成によれば、被検眼Ｅの眼底Ｅｆを撮像する眼科装置１０において眼底中心部
から眼底周辺部の広範囲に亘る解像力（横解像力）を精度良く測定できる模型眼を提供す
ることが可能となる。
【００８７】
　なお、上述した本発明の実施形態は、いずれも本発明を実施するにあたっての具体化の
例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはな
らないものである。即ち、本発明はその技術思想、又はその主要な特徴から逸脱すること
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なく、様々な形で実施することができる。
【符号の説明】
【００８８】
１１：眼科装置の光学ヘッド部、１０１－１：対物レンズ、４００：模型眼、４１０：第
１の光学部品、４２０：第２の光学部品、４２０ａ，４２０ｂ：基準面、４２１：解像力
チャート、４３０：第３の光学部品、４３１，４３２：層、４４０：可動機構、４５０：
可動制御機構

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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